TopMap Micro.View®+/ Micro.View®+ Compact

TopMap Micro.View®+ ist die neue Generation optischer
3D-Profilometer. Als modulare Messstation bietet sie
Konfigurationsmoglichkeiten und viele Freiheitsgrade
fUr die verldssliche, hochgenaue Priifung selbst feinster
Oberflachendetails wie Rauheit, Textur und Mikrostruk-
turen. Fldchenhafte 3D-Messdaten sowie Farbdarstel-
lungen erlauben aussagekraftige Visualisierungs- und
Analyseformen sowie die professionelle Dokumentation
von Defekten. Die 5 MP-Kamera nimmt 3D-Messbilder
bis ins letzte Detail auf.

Umfangreiches Zubehor erleichtert und beschleunigt
die Messvorgange signifikant. Wahrend Focus Finder
und Focus Tracker Priflinge unter allen Umstédnden
stets im Fokus behalten, unterstiitzen voll-motorisierte
Positioniereinheiten das Stitching und automatisierte
Priifprozesse.
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TopMap Micro.View®+
Modulare optische 3D-Messstation
fUr Rauheit und Mikrostrukturen

Highlights

High-end Weillichtinterferometer
mit nm Auflésung

100 mm vertikaler Messbereich
mit CST Continuous Scanning
Technology

Focus Finder und Focus Tracker
ideal fir automatisierte Ferti-
gungskontrolle

Kein Nachpositionieren dank
motorisierter Tip-Tilt Stage und
Revolver

Farbmodus fir die professionelle
Analyse und Dokumentation von
Defekten

Modular fir anwendungs-
spezifische Konfigurationen




Technische Daten

Die Angaben zum Modell TMS-2400 TopMap Micro.View®+ entsprechen der Initiative ,Faires Datenblatt* fur

optische 3D-Oberflichenmessgerdte. Bitte fragen Sie Polytec nach weiteren Informationen fiir die Konfiguration

mit 5 MP Kamera.

ﬂ Allgemeine Merkmale ' Micro.View®+ Micro.View®+ Compact
Positioniervolumen 2 100 x 200 x 200 mm? = 0,004 m? 100 x 75 x 75 mm? = 0,00056 m?
Maximale Anzahl der Messpunkte X: 1592, Y: 1200,
in einer Einzelmessung X-Y: 1908 000

Maximale Anzahl der Messpunkte

e 500 Millionen
in einer zusammengesetzten Messung

Optische Spezifikationen '

0.6X 25X 4XLWD 5X 10X 10XLWD?° 20X 50X 100X 111X
X:mm 15,53 3,73 2,33 1,87 0,93 0,93 0,47 0,19 0,09 0,08
Y: mm 11,71 2,81 1,76 1,41 0,70 0,70 0,35 0,14 0,07 0,06
X-Y: mm? 181,83 10,50 4,10 2,62 0,66 0,66 0,16 0,026 0,007 0,0048
Arbeitsabstand 92mm 103mm 30mm 9,3mm 74mm 28mm 4,7mm 3,4mm 2mm 0,7mm
Vertikaler
Messbereich 7 18
Numerische Apertur 0,015 0,075 0,10 0,13 0,30 0,18 0,40 0,55 0,70 0,80
Rechnerischer 0,86° 4,30° 5,74° 7,47° 17,46° 10,37° 23,58° 33,37° 4443°  53,10°
Grenzwinkel
Messpunktabstand X, Y 9,76 um 2,34 uym 1,47 um 1,17 pm 0,59 um 0,59um 0,29 um 0,12 pm 0,06 pm 0,05 um
Rechnerische 21,35 um 4,27 um 3,20 um 2,46 um 1,07 um 1,78 um 0,80 um 0,58 um 0,46 um 0,40 um
laterale optische
Grenzauflésung
Leistungsmerkmale
Messrauschen 34 0,4 nm
Vertikale Auflésung ' 1nm
Wiederholprazision der 01 nm
Oberflachentopographie ** ’
Wiederholprazision des Mittelwert © 0,02 nm
Allgemeine Spezifikationen Micro.View®+ Micro.View®+ Compact
Abmessungen [L x B x H]
Controller 314 x 142 x 230 mm? integriert im Stativ
Stativ 980 x 548 x 372 mm? 520 x 575 x 540 mm?
Messkopf 270 x 440 x 182 mm? 270 x 440 x 182 mm?
Gewicht
Controller 3,6 kg integriert im Stativ
Stativ 60 kg 26 kg
Messkopf ® 12,8 kg 12,8 kg
Netzanschluss 100...240 VAC £10 %, 50/60 Hz, 100 W System + 120 W PC
Umgebungstemperaturbereich 20£3 °C
Betriebs-/Lagerungstemperatur +10°C...+35°C/-10°C... +65 °C
Luftfeuchtigkeit max. 80 %, nicht kondensierend

"in Ubereinstimmung mit der Initiative ,Faires Datenblatt“ fur optische Oberflichenmessgerate

2 mit optionalem XY-Positioniertisch

* Auswertung Phase

*Gemal ,Faires Datenblatt”, 30 Messungen (10x-Objektiv, 11.3 um/sek, 92% FOV) an einem parallel ausgerichteten Planspiegel (R > 93%, A/10).
Nachbearbeitung mittels Ausrichtung, Median-Filter 5x5 mit Schwellwert 3 nm (Auswertung Phase)/mit Schwellwert 40 nm (Auswertung Hllkurve)
und Hochpass-Filter mit Ac = 0,25 mm.

* Gemal I1SO 25178:2013-12 30 Messungen (10x-Objektiv, 11,3 pm/sek, 92% FOV mit Median-Filter 3x3) an einem parallel ausgerichteten Planspiegel
(R>93%, 1/10).

¢ Wiederholbarkeit des Flachenrauheitparameters Sq unter den Bedingungen aus *

7 Je nach ProbengroRe kann ein Distanzstiick erforderlich sein, um den gesamten Messbereich von Standard Ausfiihrung zu nutzen.
Fir Compact Ausfiihrung gibt es keine Distanzstiick und Messbereich mit 2.5X und 4XLWD sind kleiner als 100mm

8 ohne Objektive

? nicht verftigbar fiir Compact
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Anwendungsspezifische Merkmale
Typische Ebenheitsmessung

Mess- und Auswerteverfahren

Ebenheitsabweichung '
Wiederholprazision *

Typische Stufenh6henmessung
Nominelle Stufenhohe
Wiederholprazision ’

Maximale Abweichung einer
Stufenhéhenmessung '#

Sonstige Merkmale
Messprinzip
Optischer Aufbau

Dateiformate

Konfigurationsmoglichkeiten

Hardware inkl.

Hardwareoptionen

Software inkl.

Softwareoptionen

Kohérenz Scanning,
Raue Oberfléchen *

Kohérenz Scanning,
Glatte Oberflache 2

5nm 30 nm
0,5 nm 8 nm
7,5 ym © 75 um © 20 mm °?
0,53 % 0,05 % 0,0003 %
0,1 um 0,1 um 3um

Scannende Weilllicht-Interferometrie (Michelson/Mirau-Objektive)
Mikroskopaufbau; Lichtquelle: langlebige LED, 525 nm

Topographiedaten: SUR, ASCII, STL, X3P
Weitere Exportmdglichkeiten: gs-STAT, PDF, BMP, PNG, TIFF, GIF

Kippplattform, manueller Revolver (kodiert), prazise Z-Achse mit
Continous Scanning Technology

Obijektive, motorisierter Revolver, motorisierte XY Positioniertisch, motorisier-
te Kippplatform, Advanced Focus Finder, Joystick, Farbmodus, 5 MP Kamera,

Distanzstiicke'® (Spacer) fur bis zur 370 mm hohe Priflinge, Barcode Reader,
Kalibrationsset, Optischer Tisch: pneumatisch oder elektrisch gesteuert

3D-Datenerfassung mit mehreren Betriebsarten, Easy Wizard, Smart Surface
Scanning Technology, Pre-Scan, 2D-/3D-Datenauswertung, Automatisierungs-
moglichkeiten mit Messrezepten, ISO-konforme KenngréRen (ISO 25178,

ISO 4287, 1SO 4288 ISO 21920, ASME B46.1), kritische Abmessungen

Enviromental Compensation Technology, Quality Control (QC) Package,
Operator Interface, Mustererkennung, Software Customization, MountainsMap

"in Ubereinstimmung mit der Initiative ,Faires Datenblatt” fiir optische Oberflichenmessgerate

2 Auswertung Phase
* Auswertung Hiillkurve

“ Mittelwert der Ebenheit (nach ISO 1101) von 30 Messungen (10x-Objektiv, 11,3 um/sek, 92% FOV)an einem parallel ausgerichteten Planspiegel (R > 93%, 2/10).
Nachbearbeitung: Ausrichtung, Median-Filter 5x5 mit Schwellwert 3 nm (Auswertung Phase)/mit Schwellwert 30 nm (Auswertung Hllkurve),

Tiefpass-Filter mit Ac = 0,02 mm

* Standardabweichung der gemessenen Ebenheiten aus *

15 Messungen (10x-Objektiv, 11,3 pm/sek) je Stufe an einem kalibrierten Tiefeneinstellnormal des Typs KNT 4080/03 (nach ISO 5436-1)

7 Standardabweichung der gemessenen Stufenhohe unter Wiederholbedingungen

& GroRte gemessene Abweichung relativ zur kalibrierten Stufenhdhe unter Vergleichsbedingungen

15 Messungen (4x-Objektiv, 11,3 pm/sek) on a calibrated gauge block (contact bonded on an optical flat) of precision class K (according to ISO 2768-2)

19 Nicht Verfiigbar fir Compact



Konfigurationsmoglichkeiten

Micro.View®+ Compact

Messkopf optional
mit Focus Finder

) N
Motorisierter oder % %
manueller Revolver %
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Verschiedene manuelle
oder motorisierte

XY-Positioniertische — «+wseeeeet
75 mm x 75 mm,

inkl. Kippplattform

Basisstativ

Aktiv gedampftes m

Breadboard

Hightech fir Forschung und Industrie.

Vorreiter. Innovatoren. Perfektionisten.
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Micro.View®+

Messkopf, Standard oder
optionale 5 MP-Kamera,
optional mit Farbmodus,
optional mit Focus Finder

Motorisierter oder
manueller Revolver

Objektive

Motorisierte
XY-Positioniertisch

200 mm x 200 mm,
manuelle oder motorisierte
Kippplattform

Portalstativ

Distanzstlcke fur
bis zu 370 mm
hohe Priiflinge

Optischer Tisch:
pneumatisch oder
elektrisch gesteuert



https://www.polytec.com/de

